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1. 서론 
 

산업에서 레이저 미세가공 기술은 반도체, 

디스플레이, 의료기기 등이 포함된 IT, BT, NT 

분야에서 기술개발이 활발히 진행 중에 있다. 

특히 펨토초 레이저를 이용한 가공기술은 

사업화에 성장기에 해당하는 시기를 보내고 

있다. 첨단 디스플레이의 재료들을 가공하는 

연구를 진행하여 생산성 향상에 기여하고자 

한다.   

 

2. 본론 
 

첨단 디스플레이 재료인 ITO 와 Al 은 

유리기판에 증착하고, Ag nanowire 는 폴리머 

기판에 증착하였다. 펨토초레이저는 파장이 

1025nm인 JenLas® D2.fs model 을 사용하였다.  

 

 

Fig. 1 The schematic pictures of the samples 

 

3. 결론 
 

본 연구는 펨토초 레이저를 이용하여 

3 가지 전기전도 필름을 미세가공하는 실험을 

진행하였다.  기판의 threshold 와는 다른 ITO, 

Al 을 기판으로부터 각각 제거할 수 있었다. 

추가적으로 폴리머 기판에 증착된 Ag 

nanowire 를 연구하였다. 비록 패턴에 burr 가 

발생하였지만, 가장 높은 부분이 0.1µm 이하고 

패턴 근처 표면은 가공전 표면과 차이가 거의 

없었다. 본 실험결과 펨토초 레이저 가공은 

첨단 디스플레이 재료에 적합한 가공기술임을 

입증하였다. 

 

Fig. 2 Patterns by femtosecond laser irradiation (ITO, 

Al, Ag) 
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